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Abstract (en)
[origin: WO8400081A1] An apparatus for trimming piezoelectric components of the type characterized by a piezoelectric substrate (41) upon
which is deposited a conductive material (42). The apparatus includes a housing (52) for the device at least a portion of which (51) is substantially
transparent to electromagnetic energy at a predetermined wavelength. A laser (4) provides energy at the predetermined wavelength and with
sufficient intensity to evaporate the conductive material. A test circuit coupled (2) to the device monitors specific frequency-related characteristics
and provides a corresponding output to a control system (7). The control system (7) dictates the operation of a deflection system that directs the
electromagnetic energy provided by the laser means (4) and a laser power control device (8) that regulates the intensity of that energy.

Abstract (fr)
Appareil d'ajustage de composants piézoélectriques du type caractérisé par un substrat piézoélectrique (41) sur lequel est déposé un matériau
conducteur (42). L'appareil comprend un boîtier (52) pour le dispositif dont au moins une partie (51) est sensiblement transparente à l'énergie
électromagnétique à une longueur d'onde prédéterminée. Un laser (4) fournit de l'énergie à la longueur d'onde prédéterminée et avec une intensité
suffisante pour produire l'évaporation du matériau conducteur. Un circuit de test couplé (2) au dispositif contrôle les caractéristiques spécifiques
liées à la fréquence et envoie un signal de sortie correspondant à un système de commande (7). Le système de commande (7) détermine le
fonctionnement d'un système de déviation qui dirige l'énergie électromagnétique fournie par le laser (4) et d'un dispositif de commande de la
puissance du laser (8) qui règle l'intensité de cette énergie.
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